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1. 背景 

FA 分野において，画像検査工程では新たな

検査課題が常に発生しており，従来の計測装

置では計測出来ない課題が一定数存在する．

それに対し，従来のカメラ観察の光学系をほ

とんど変えずに，安価な電気光学デバイスを

装着することで，これらの課題の解決を試み

た．本研究では，平坦基板上に形成した nm

オーダーの段差の検出を行った． 

2. 原理 

カメラ撮像面と観察試料の間に結像レンズ

を配置した同軸照明の画像検査装置を考える．

ここで，Fig.1 のように結像レンズの背面に偏

光分布を変換する機能を有する透過型空間偏

光変換素子を配置する。 

 
Fig. 1 空間偏光変換素子による表面観察 

偏光された照明光はこの偏光素子を通過す

ることで空間的に偏光の分布を持つビームと

なって試料上に集光される．平坦な表面であれ

ば、戻り光はその構造を保ったまま偏光素子に

到達し，偏光分布が再変換されて元の偏光に戻

る．この時，試料上の僅かな凹凸や段差により

光路に変化が生じると，偏光素子上の通過点が

変わり，元の偏光に戻らない光が生じる．この

偏光成分をカメラに集光することで，表面形状

をイメージングすることができる． 

２．実験方法．および結果 

空間偏光変換に用いる素子として，Fig. 2に

示す液晶素子を開発した 1)．これを同軸照明カ

メラに装着し，戻り光を偏光フィルタリングす

ることによって，表面凹凸をイメージングした．

結像系は物体側をテレセントリックとした． 

 

 

Fig. 2 空間偏光変換素子，および実装カメラ 

本計測装置を用い，平坦基板上に形成した

nm〜μm オーダーの段差の検出と．高さの計

測が行えることを確認した．また，表面粗さな

どの実試料の評価を行い，最後に，散乱体内部

観察，広視野共焦点等，本装置で実現しうるそ

の他の機能ついても考察した． 
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